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Résumeé

Les défauts de production dus aux variations dans le processus de fabrication et aux
pannes inattendues des équipements rendent difficile la conservation d'un rendement
élevé de production dans I'industrie de fabrication de semi-conducteurs.

L'objectif de ce travail de thése est de proposer un pronostic efficace du comportement des
équipements ainsi qu'un diagnostic des pannes dans le processus de fabrication de semi-
conducteurs.

Avec des capteurs, des approches efficaces basées sur des données sont proposées pour
le pronostic et le diagnostic. Pour le diagnostic, cette recherche applique la méthode SVM
pour détecter les anomalies.

La dynamique du processus normale est ensuite décomposée en différentes groupes par
la méthode de partitionnement a K moyennes. L'ACP est utilisée pour modéliser chaque
partie de la dynamique du processus. Les empreintes de défaut peuvent enfin étre
extraites apres avoir projeté les anomalies dans les modeles ACP.

En pronostic, une approche de modélisation et de surveillance de la dégradation des
équipements est développée avec deux objectifs : exploiter les données temporelles de
FDC pour caractériser le comportement des équipements et modéliser la tendance de
détérioration avec les causes potentielles. Ensuite, DWT décompose les données
temporelles en composantes d'approximation détaillées afin de détecter deux types de
détérioration provoquée par des variations au niveau macro et au niveau micro.

Plusieurs tests expérimentaux sont menés issues d'un fabricant de circuits intégrés local.

Les résultats montrent que les approches proposées permettent de prédire le
comportement des équipements et de diagnostiquer la défaillance avec les causes.
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